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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濃度測定室と、
　検査対象物を第１濃度含む原液を前記濃度測定室に供給する原液供給部と、
　前記検査対象物を第２濃度含む実用液が調合されるように、前記濃度測定室に前記原液
を希釈する希釈液を供給する希釈液供給部と、
　前記原液および前記実用液に接触するように濃度センサを保持する保持部と、
　前記濃度センサの検量線の情報を記憶する検量線記憶部と、
　前記原液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第１濃度を対応付けた第１点と、前記
実用液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第２濃度を対応付けた第２点と、に基づい
て、仮想検量線の情報を作成する検量線作成部と、
　前記検量線と前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、
　前記算出部が算出した前記乖離度から前記仮想検量線の有効／無効を判定する判定部と
、
　を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項２】
　濃度測定室と、
　検査対象物を第１濃度含む原液を前記濃度測定室に供給する原液供給部と、
　前記検査対象物を第２濃度含む実用液が調合されるように、前記濃度測定室に前記原液
を希釈する希釈液を供給する希釈液供給部と、
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　前記原液および前記実用液に接触するように濃度センサを保持する保持部と、
　内視鏡を配置する処理槽と、
　前記実用液を前記処理槽に送液して前記内視鏡と接触させる第１送液部と、
　前記内視鏡と接触した前記実用液を前記濃度測定室に送液する第２送液部と、
　前記実用液が前記処理槽に送液された回数を計数する計数部と、
　前記濃度センサの検量線の情報を記憶する検量線記憶部と、
　前記原液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第１濃度を対応付けた第１点と、前記
実用液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第２濃度を対応付けた第２点の少なくとも
一方と、前記処理槽にＮ回（Ｎは、１以上）送液された前記実用液の濃度測定時のセンサ
出力値および前記第２濃度からＮ×ｘ（ｘは、正の数）を減算した第３濃度を対応付けた
第３点、に基づいて、仮想検量線の情報を作成する検量線作成部と、
　前記検量線と、前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、
　前記算出部が算出した前記乖離度から前記仮想検量線の有効／無効を判定する判定部と
、
　を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項３】
　濃度測定室と、
　検査対象液を前記濃度測定室に供給する検査対象液供給部と、
　前記検査対象液に接触するように濃度センサを保持する保持部と、
　内視鏡を配置する処理槽と、
　前記検査対象液を前記処理槽に送液して前記内視鏡と接触させる第１送液部と、
　前記内視鏡と接触した前記検査対象液を前記濃度測定室に送液する第２送液部と、
　前記検査対象液が前記処理槽に送液された回数を計数する計数部と、
　前記濃度センサの検量線の情報を記憶する検量線記憶部と、
　前記処理槽にＮ回（Ｎは、０以上）送液された前記検査対象液の濃度測定時のセンサ出
力値を第４濃度と対応付けた第４点と、前記処理槽にＮ＋ｍ回（ｍは、１以上）送液され
た前記検査対象液の濃度測定時のセンサ出力値と前記第４濃度からｍ×ｙ（ｙは、正の数
）を減算した第５濃度と対応付けた第５点と、に基づいて、仮想検量線の情報を作成する
検量線作成部と、
　前記検量線と、前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、
　前記乖離度から前記仮想検量線の有効／無効を判定する判定部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項４】
　前記検量線作成部は、３つ以上の測定点に基づいて、前記仮想検量線を作成することを
特徴とする請求項２または３に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項５】
　前記検査対象物は、過酢酸であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッ
サ。
【請求項６】
　前記検査対象液は、過酢酸を含む液体であることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡
リプロセッサ。
【請求項７】
　前記乖離度は、前記検量線と前記仮想検量線との所定濃度における電流値差であること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項８】
　前記乖離度は、前記検量線と前記仮想検量線との傾き角度差であることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項９】
　前記乖離度は、所定の電流値範囲における前記検量線と前記仮想検量線とによって区画
される領域の面積である請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡リプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、汚染された内視鏡の洗浄消毒等の再生処理を行う内視鏡リプロセッサがある。内
視鏡リプロセッサでは、所定濃度を有する薬液によって再生処理が行われる。
【０００３】
　液体の濃度を測定する装置として、濃度センサが知られている。一般的に濃度センサは
定期的に検量線の校正を行う必要がある。
【０００４】
　例えば、日本国特開平９－２３６５６６号公報に開示される濃度センサであるｐＨセン
サでは、ｐＨ値の定まった洗浄液によって洗浄が行われるとともに、洗浄液を利用した検
量線の校正も行われる。
【０００５】
　しかしながら、日本国特開平９－２３６５６６号公報の方法は濃度センサが狂っていた
場合に、狂った濃度センサの測定結果を基に作成された検量線を使用し続けることになり
、濃度センサの不具合に気付けない虞がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、濃度センサを備え、濃度センサの不具合を検出可能である内視鏡リ
プロセッサの提供を目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、濃度測定室と、検査対象物を第１濃度含む原
液を前記濃度測定室に供給する原液供給部と、前記検査対象物を第２濃度含む実用液が調
合されるように、前記濃度測定室に前記原液を希釈する希釈液を供給する希釈液供給部と
、前記原液および前記実用液に接触するように濃度センサを保持する保持部と、前記濃度
センサの検量線の情報を記憶する検量線記憶部と、前記原液の濃度測定時のセンサ出力値
および前記第１濃度を対応付けた第１点と、前記実用液の濃度測定時のセンサ出力値およ
び前記第２濃度を対応付けた第２点と、に基づいて、仮想検量線の情報を作成する検量線
作成部と、前記検量線と前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、前記算出部が算
出した前記乖離度から前記仮想検量線の有効／無効を判定する判定部と、を含む。
【０００８】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、濃度測定室と、検査対象物を第１濃度含む原
液を前記濃度測定室に供給する原液供給部と、前記検査対象物を第２濃度含む実用液が調
合されるように、前記濃度測定室に前記原液を希釈する希釈液を供給する希釈液供給部と
、前記原液および前記実用液に接触するように濃度センサを保持する保持部と、内視鏡を
配置する処理槽と、前記実用液を前記処理槽に送液して前記内視鏡と接触させる第１送液
部と、前記内視鏡と接触した前記実用液を前記濃度測定室に送液する第２送液部と、前記
実用液が前記処理槽に送液された回数を計数する計数部と、前記濃度センサの検量線の情
報を記憶する検量線記憶部と、前記原液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第１濃度
を対応付けた第１点と、前記実用液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第２濃度を対
応付けた第２点の少なくとも一方と、前記処理槽にＮ回（Ｎは、１以上）送液された前記
実用液の濃度測定時のセンサ出力値および前記第２濃度からＮ×ｘ（ｘは、正の数）を減
算した第３濃度を対応付けた第３点、に基づいて、仮想検量線の情報を作成する検量線作
成部と、前記検量線と、前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、前記算出部が算
出した前記乖離度から前記仮想検量線の有効／無効を判定する判定部と、を含む。
【０００９】
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　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、濃度測定室と、検査対象液を前記濃度測定室
に供給する検査対象液供給部と、前記検査対象液に接触するように濃度センサを保持する
保持部と、内視鏡を配置する処理槽と、前記検査対象液を前記処理槽に送液して前記内視
鏡と接触させる第１送液部と、前記内視鏡と接触した前記検査対象液を前記濃度測定室に
送液する第２送液部と、前記検査対象液が前記処理槽に送液された回数を計数する計数部
と、前記濃度センサの検量線の情報を記憶する検量線記憶部と、前記処理槽にＮ回（Ｎは
、０以上）送液された前記検査対象液の濃度測定時のセンサ出力値を第４濃度と対応付け
た第４点と、前記処理槽にＮ＋ｍ回（ｍは、１以上）送液された前記検査対象液の濃度測
定時のセンサ出力値と前記第４濃度からｍ×ｙ（ｙは、正の数）を減算した第５濃度と対
応付けた第５点と、に基づいて、仮想検量線の情報を作成する検量線作成部と、前記検量
線と、前記仮想検量線との乖離度を算出する算出部と、前記乖離度から前記仮想検量線の
有効／無効を判定する判定部と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの構成を説明する図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの検量線作成処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理の流
れを示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理にお
ける電流値差を説明する説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検
出処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検
出処理における傾き角度差を説明する説明図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の変形例２に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検
出処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施形態の変形例２に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検
出処理における面積を説明する説明図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理の流
れを示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの構成を説明する図で
ある。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理の
流れを示すフローチャートである。
【図１２】本発明の第３の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度
検出処理の流れを示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの濃度センサおよび水
位センサの構成を説明する説明図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理に
おける仮想検量線を説明する説明図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度
検出処理における仮想検量線を説明する説明図である。
【図１６】本発明の第５の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理の
流れを示すフローチャートである。
【図１７】本発明の第５の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの測定精度検出処理に
おける電流値差を説明する説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
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　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１２】
　（構成）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の構成を説明する図
である。図１では、電気信号線の図示は、省略する。
【００１３】
　内視鏡リプロセッサ１は、汚染された内視鏡、および、内視鏡の部品または付属品等の
再生処理を行う装置である。ここでいう再生処理とは、特に限定されるものではなく、水
によるすすぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効化する消毒、全ての微
生物を排除、もしくは、死滅させる滅菌、または、これらの組み合わせのいずれであって
もよい。
【００１４】
　内視鏡リプロセッサ１は、トップカバー１１と、装置本体２１と、を有する。トップカ
バー１１は、装置本体２１の上部に開閉自在に設けられる。トップカバー１１が開かれる
と、処理槽３１は、外部に露出する。
【００１５】
　処理槽３１は、凹状に形成され、内部に、内視鏡を配置し、液体を貯留することができ
る。処理槽３１は、循環口３２、３３と、送気送水コネクタ３４と、洗浄ケース３５と、
循環ノズル３６と、洗剤ノズル３７と、薬液ノズル３８と、排液口３９と、を有する。処
理槽３１は、処理槽３１に貯留された液体に対し、超音波振動子４１によって超音波出力
が可能であり、ヒータ４２によって加温が可能であり、温度検知センサ４３によって温度
検知が可能である。
【００１６】
　循環口３２は、循環管路６１と連通する。循環管路６１は、チャンネル管路７１および
送液管路８１の各々に分岐する。
【００１７】
　チャンネル管路７１は、チャンネルポンプ７２、チャンネルブロック７３、チャンネル
電磁弁７４を介し、送気送水コネクタ３４と連通する。
【００１８】
　チャンネルブロック７３は、送気用逆止弁７５ａ、送気管路４４およびエアフィルタ７
５ｂを介し、エアポンプ７５ｃと連通する。また、チャンネルブロック７３は、アルコー
ル用電磁弁７６ａおよびアルコール供給ポンプ７６ｂを介し、アルコールタンク７６ｃと
連通する。チャンネル管路７１は、チャンネルブロック７３およびチャンネル電磁弁７４
の間において分岐し、リリーフ弁７７ａを介し、洗浄ケース３５と連通する。
【００１９】
　送気送水コネクタ３４は、図示しない接続チューブを取付け可能であり、接続チューブ
によって内視鏡に接続される。送気送水コネクタ３４は、循環口３２から取り込まれた液
体、エアポンプ７５ｃによって送気される気体、または、アルコールタンク７６ｃから送
液されるアルコールを内視鏡に送出し、内視鏡を洗浄消毒可能である。
【００２０】
　洗浄ケース３５は、内視鏡の部品または付属品を収容可能である。洗浄ケース３５は、
循環口３２から取り込まれた液体、または、エアポンプ７５ｃによって送気される気体に
より、収容された内視鏡の部品または付属品を洗浄消毒可能である。
【００２１】
　送液管路８１は、送液ポンプ８２および三方電磁弁８３を介して循環ノズル３６と連通
する。三方電磁弁８３は、給水管路８４、給水フィルタ８５、三方電磁弁８６、逆止弁８
７および給水電磁弁８８を介して給水ホース接続口８９にも連通する。三方電磁弁８６は
、ポンプ８６ａおよび逆止弁８６ｂを介して循環口３３に接続される。給水ホース接続口
８９は、チューブＴを介して水道栓Ｗに接続される。
【００２２】
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　循環ノズル３６は、循環口３２から取り込まれた処理槽３１の液体、水道栓Ｗから給水
される水、または、循環口３３から取り込まれた液体、のいずれかを処理槽３１に供給す
る。
【００２３】
　洗剤ノズル３７は、洗剤用ポンプ３７ａを介して洗剤タンク３７ｂと連通する。洗剤ノ
ズル３７は、洗剤タンク３７ｂ内の洗剤を処理槽３１に供給する。
【００２４】
　薬液ノズル３８は、薬液タンク９１に貯留される薬液を処理槽３１に供給可能である。
薬液ノズル３８は、後述する第１送液部９２によって薬液タンク９１と連通する。
【００２５】
　排液口３９は、処理槽３１内の液体を薬液タンク９１に排液可能である。排液口３９は
、後述する第２送液部９３によって薬液タンク９１と連通する。また、排液口３９は、排
液弁３９ａおよび排液ポンプ３９ｂを介し、外部排液手段ＥＤと連通し、外部排液手段Ｅ
Ｄに処理槽３１の液体を排液可能である。
【００２６】
　濃度測定室である薬液タンク９１は、原液または実用液等の薬液を貯留可能である。薬
液タンク９１は、原液供給部９４および希釈液供給部９５に接続される。薬液タンク９１
は、保持部９６に保持される濃度センサ９７を有し、貯留された薬液の濃度を測定できる
ように構成される。
【００２７】
　第１送液部９２は、薬液ポンプ９２ａおよび薬液管路９２ｂを有して構成される。第１
送液部９２は、薬液を処理槽３１に送液して内視鏡と接触させる。
【００２８】
　第２送液部９３は、薬液回収弁９３ａおよび薬液回収管路９３ｂを有して構成される。
第２送液部９３は、内視鏡と接した薬液を薬液タンク９１に送液する。
【００２９】
　原液供給部９４は、検査対象物を第１濃度含む原液を薬液タンク９１に供給することが
できるように構成される。原液供給部９４は、薬液ボトル９４ａと、原液供給管路９４ｂ
と、を有して構成される。薬液ボトル９４ａは、原液を所定容量収容可能である。薬液ボ
トル９４ａが装置本体２１に取り付けられると、薬液ボトル９４ａは、原液供給管路９４
ｂを介して薬液タンク９１と連通し、薬液ボトル９４ａ内に収容される原液は、原液供給
管路９４ｂを流れ、薬液タンク９１に供給される。薬液タンク９１に供給される原液の量
は、薬液ボトル９４ａの容量によって規定されるが、これに限定されない。例えば、薬液
タンク９１が有する水位センサ９９によって測定してもよい。
【００３０】
　検査対象物の第１濃度は、予め設定される。例えば、検査対象物は過酢酸であり、第１
濃度は６％であり、原液は過酢酸を６％含む薬液である。なお、第１濃度は、６％に限定
されないし、検査対象物は、過酢酸に限定されない。
【００３１】
　希釈液供給部９５は、検査対象物を第２濃度含む実用液が調合されるように、薬液タン
ク９１に原液を希釈する希釈液を供給することができるように構成される。希釈液供給部
９５は、管路９５ａと電磁弁９５ｂを有して構成される。管路９５ａは、給水管路８４お
よび薬液タンク９１と連通する。制御部１０１によって給水電磁弁８８および電磁弁９５
ｂが開状態にされると、水道栓Ｗから給水される水は、給水管路８４および管路９５ａを
流れ、薬液タンク９１に供給される。薬液タンク９１に供給される希釈液の量は、薬液タ
ンク９１が有する水位センサ９９によって測定されるが、これに限定されない。例えば、
希釈液供給部９５が有する電磁弁９５ｂの開時間によって規定してもよい。
【００３２】
　検査対象物の第２濃度は、予め設定される。例えば、第２濃度は０．３％であり、希釈
液は水である。なお、第２濃度は、０．３％に限定されないし、希釈液は、水に限定され
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ない。
【００３３】
　保持部９６は、原液および実用液を含む薬液に接触することができるように、濃度セン
サ９７を保持する。また保持部９６は、ユーザ自身が濃度センサ９７を交換できるような
位置に設置されていてもよい。
【００３４】
　濃度センサ９７は、電気化学センサ等のセンサによって構成される。濃度センサ９７は
、薬液タンク９１内の薬液中の検査対象物の濃度を測定可能である。より具体的には、濃
度センサ９７は、薬液の酸化還元反応により、薬液中の検査対象物の濃度に応じてセンサ
出力値である電流値を変化させる。濃度センサ９７は、制御部１０１に接続され、制御部
１０１の制御の下、センサ出力値である電流値を制御部１０１に出力する。なお、出力は
電流値に限定されず、検査対象物の濃度に応じた電圧値やパルス出力等でもよい。
【００３５】
　薬液タンク９１では、原液供給部９４から原液が供給され、希釈液供給部９５から希釈
液が供給され、原液および希釈液によって所定濃度の実用液が調合される。調合された実
用液は、薬液タンク９１内に貯留される。薬液タンク９１に貯留された実用液は、吸引フ
ィルタ９２ｃを介して薬液ポンプ９２ａによって吸引され、薬液ノズル３８から処理槽３
１に供給される。内視鏡の再生処理の終了後、処理槽３１内の実用液は、排液口３９を介
して薬液タンク９１に排液される。実用液は、繰り返して使用されるうちに、処理槽３１
において他の液体と混ざり、また、実用液自体の反応が進み、徐々に濃度が低下する。
【００３６】
　装置本体２１内には、制御部１０１が設けられる。制御部１０１は、図示しない電気信
号線によって内視鏡リプロセッサ１内の各部と接続され、内視鏡リプロセッサ１の各部の
動作の制御を行う。制御部１０１は、電源装置１１１に接続される。電源装置１１１は、
外部電源ＥＰに接続される。
【００３７】
　制御部１０１は、中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という）１０２と、ＲＯＭおよびＲＡ
Ｍ等によって構成されるメモリ１０３と、を有して構成される。制御部１０１の機能は、
ＣＰＵ１０２がメモリ１０３に記憶される各処理部のプログラムおよびデータを読み出し
て実行することによって実現される。
【００３８】
　メモリ１０３は、濃度センサ９７の検量線Ｌｓの情報を記憶する検量線記憶部１０４を
有して構成される。
【００３９】
　メモリ１０３には、内視鏡リプロセッサ１の各部の動作の制御を行うプログラム、検量
線作成処理のプログラムおよび測定精度検出処理のプログラムの他、処理部である、濃度
センサ９７の検量線Ｌｓおよび仮想検量線Ｌｃの情報を作成する検量線作成部１０５と、
検量線Ｌｓと仮想検量線Ｌｃとの乖離度を算出する算出部１０６と、算出部１０６が算出
した乖離度から仮想検量線Ｌｃの有効／無効を判定する判定部１０７と、を構成するプロ
グラムも記憶される。
【００４０】
　装置本体２１は、表示部１２１を有して構成される。表示部１２１は、例えば、ＬＣＤ
等の表示装置によって構成される。表示部１２１は、制御部１０１に接続され、制御部１
０１から入力される制御信号に基づく表示が可能である。
【００４１】
　（作用）
　（検量線作成処理）
　第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の検量線作成処理について、説明をす
る。
【００４２】
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　図２は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の検量線作成処理の
流れを示すフローチャートである。図３は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リ
プロセッサ１の測定精度検出処理の流れを示すフローチャートである。図４は、本発明の
第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処理における電流値差Ｄ
Ａ１、ＤＡ２を説明する説明図である。
【００４３】
　検量線作成処理は、工場出荷前、または、濃度センサ９７の交換時等、内視鏡リプロセ
ッサ１に濃度センサ９７を取り付けた際に行われる。
【００４４】
　原液の濃度を測定する（Ｓ１）。Ｓ１では、原液供給部９４から薬液タンク９１に原液
を供給する。具体的には、薬液ボトル９４ａを装置本体２１に取り付け、薬液ボトル９４
ａ内の検査対象物を第１濃度含む原液を薬液タンク９１に供給する。原液が薬液タンク９
１内に供給されると、濃度センサ９７は、原液に接触する。制御部１０１は、濃度センサ
９７を駆動させるための制御信号を濃度センサ９７に出力する。制御信号が入力された濃
度センサ９７は、原液の濃度を測定し、センサ出力値である電流値を制御部１０１に出力
する。
【００４５】
　実用液の濃度を測定する（Ｓ２）。Ｓ２では、希釈液供給部９５から希釈液を薬液タン
ク９１に供給する。具体的には、制御部１０１は、開弁させるための制御信号を給水電磁
弁８８および電磁弁９５ｂに出力し、給水電磁弁８８および電磁弁９５ｂを開状態にさせ
る。給水電磁弁８８および電磁弁９５ｂが開状態になると、水道栓Ｗから給水される希釈
液は、給水管路８４および管路９５ａを流れ、薬液タンク９１に供給される。希釈液が供
給されると、薬液タンク９１では、検査対象物を第２濃度含む実用液が調合される。制御
部１０１は、濃度センサ９７を駆動させるための制御信号を濃度センサ９７に出力する。
制御信号が入力された濃度センサ９７は、実用液の濃度を測定し、センサ出力値である電
流値を制御部１０１に出力する。
【００４６】
　検量線Ｌｓの情報を作成する（Ｓ３）。制御部１０１は、Ｘ軸が電流値を示し、かつＹ
軸が濃度を示すＸＹ平面上に、検量線Ｌｓを有する情報を作成する。具体的には、制御部
１０１は、Ｓ１におけるセンサ出力値である電流値と、第１濃度と、が対応付けられた測
定点Ｑ１と、Ｓ２におけるセンサ出力値である電流値と、第２濃度と、が対応付けられた
測定点Ｑ２と、に基づいて、ＸＹ平面上に検量線Ｌｓを有する情報を作成する（図４）。
【００４７】
　検量線Ｌｓの情報を記憶する（Ｓ４）。制御部１０１は、Ｓ３において作成された検量
線Ｌｓの情報を検量線記憶部１０４に記憶させる。
【００４８】
　（測定精度検出処理）
　次に、測定精度検出処理について説明をする。測定精度検出処理は、例えば、新たに実
用液を調合する際の濃度測定時に、行われる。
【００４９】
　Ｓ１１およびＳ１２は、Ｓ１およびＳ２と同じであるため、説明を省略する。
【００５０】
　仮想検量線Ｌｃの情報を作成する（Ｓ１３）。制御部１０１は、ＸＹ平面上における、
測定点である、第１点Ｒ１と、第２点Ｒ２とに基づいて、仮想検量線Ｌｃの情報を作成す
る。すなわち、仮想検量線Ｌｃは、原液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値および
第１濃度が対応付けられた第１点Ｒ１と、実用液の濃度測定時のセンサ出力値である電流
値および第２濃度が対応付けられた第２点Ｒ２とに基づいて作成される。
【００５１】
　電流値差ＤＡ１、ＤＡ２を算出する（Ｓ１４）。制御部１０１は、電流値差ＤＡ１と、
電流値差ＤＡ２とを算出する（図４）。電流値差ＤＡ１は、次の数式（１）に示すように
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、仮想検量線Ｌｃ上の第１濃度に対応する電流値Ａｃ１と、検量線Ｌｓ上の第１濃度に対
応する電流値Ａｓ１と、の差である。電流値差ＤＡ２は、次の数式（２）に示すように、
検量線Ｌｃ上の第２濃度に対応する電流値Ａｃ２と、検量線Ｌｓ上の第２濃度に対応する
電流値Ａｓ２と、の差である。
【００５２】
　ＤＡ１＝Ａｃ１－Ａｓ１・・・（１）
　ＤＡ２＝Ａｃ２－Ａｓ２・・・（２）
　電流値差ＤＡ１、ＤＡ２が所定範囲内であるか否かを判定する（Ｓ１５）。Ｓ１４によ
って算出された電流値差ＤＡ１、ＤＡ２の各々が所定範囲内であると、制御部１０１が判
定するとき（Ｓ１５：ＹＥＳ）、処理は終了する。一方、電流値差ＤＡ１、ＤＡ２の少な
くとも一方が所定範囲外であると、制御部１０１が判定するとき（Ｓ１５：ＮＯ）、処理
はＳ１６に進み、表示部１２１に警告メッセージが表示される。電流値差ＤＡ１、ＤＡ２
の所定範囲は、濃度センサ９７の測定精度の低下を検出できるように、経験的または実験
的に予め設定される。
【００５３】
　Ｓ１６では、警告メッセージを表示する。制御部１０１は、警告メッセージを表示させ
るための制御信号を表示部１２１に出力し、ユーザに対して濃度センサ９７の測定精度の
低下を知らせるための警告メッセージを表示部１２１に表示させる。警告メッセージが表
示された後、処理は終了する。表示部１２１に警告メッセージが表示されることにより、
ユーザは、濃度センサ９７の測定精度の低下に気付くことができ、濃度センサ９７の交換
をすることができる。
【００５４】
　Ｓ１からＳ４の処理が、第１の実施形態に係る検量線作成処理を構成する。
【００５５】
　Ｓ１１からＳ１６の処理が、第１の実施形態に係る測定精度検出処理を構成する。
【００５６】
　Ｓ３及びＳ１３の処理が、第１の実施形態に係る検量線作成部１０５の処理を構成する
。
【００５７】
　Ｓ１４の処理が、第１の実施形態に係る算出部１０６の処理を構成する。
【００５８】
　Ｓ１５の処理が、第１の実施形態に係る判定部１０７の処理を構成する。
【００５９】
　上述の第１の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、濃度センサ９７を備え、原
液および使用前の実用液の各々の濃度を測定して仮想検量線Ｌｃを作成し、検量線Ｌｓと
仮想検量線Ｌｃとの乖離度である電流値差ＤＡ１、ＤＡ２を算出し、濃度センサ９７の測
定精度の低下を検出することができる。
【００６０】
　なお、上述の第１の実施形態の説明では、一例として、検量線Ｌｓの作成時と同じ濃度
を測定した測定点によって仮想検量線Ｌｃを作成しているが、検量線Ｌｓの作成時とは異
なる濃度を測定した測定点によって仮想検量線Ｌｃを作成し、検量線Ｌｓおよび仮想検量
線Ｌｃの乖離度を算出してもよい。
【００６１】
　なお、詳細は後述するが、検量線Ｌｓの情報は、内視鏡リプロセッサ１によって作成さ
れなくても構わない。
【００６２】
　（第１の実施形態の変形例１）
　第１の実施形態では、乖離度の一例として、電流値差ＤＡ１、ＤＡ２が算出されるが、
検量線Ｌｓと仮想検量線Ｌｃとの傾き角度差Ｄθが算出されても構わない。
【００６３】
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　図５は、本発明の第１の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精
度検出処理の流れを示すフローチャートである。図６は、本発明の第１の実施形態の変形
例１に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処理における傾き角度差Ｄθを説明
する説明図である。
【００６４】
　第１の実施形態の変形例１に係る測定精度検出処理について説明をする。第１の実施形
態の変形例１の説明では、第１の実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、説明
を省略する。
【００６５】
　Ｓ２１からＳ２３の処理は、Ｓ１からＳ３、または、Ｓ１１からＳ１３の処理と同じで
構わないため、説明を省略する。
【００６６】
　傾き角度差Ｄθを算出する（Ｓ２４）。図６に示すように、制御部１０１は、ＸＹ平面
上における、検量線Ｌｓの傾き角度θ１と、Ｓ２３において作成された仮想検量線Ｌｃの
傾き角度θ２と、の各々を所定の演算処理によって求める。続いて、制御部１０１は、次
の数式（３）に示すように、乖離度として、検量線Ｌｓの傾き角度θ１と、仮想検量線Ｌ
ｃの傾き角度θ２との差である傾き角度差Ｄθを算出する。すなわち、制御部１０１は、
算出部１０６の処理により、検量線Ｌｓの傾きθ１と、仮想検量線Ｌｃの傾きθ２との乖
離度を算出する。
【００６７】
　Ｄθ＝θ１－θ２・・・（３）
　傾き角度差Ｄθが所定範囲内であるか否かを判定する（Ｓ２５）。制御部１０１は、Ｓ
２４において算出された傾き角度差Ｄθが、所定範囲内であるか否かを判定する。仮想検
量線Ｌｃの傾き角度θ２は、濃度センサ９７の測定精度の低下がないときの傾き角度θ１
と同じであり、濃度センサ９７の測定精度の低下に応じ、傾き角度θ１との傾き角度差Ｄ
θが大きくなる。したがって、傾き角度差Ｄθが所定範囲内であるとき、Ｓ２３によって
作成された仮想検量線Ｌｃは有効であると判定され、一方、傾き角度差Ｄθが所定範囲外
であるとき、仮想検量線Ｌｃは無効であると判定される。Ｓ２４において算出された傾き
角度差Ｄθが所定範囲内であるとき（Ｓ２５：ＹＥＳ）、処理は終了する。一方、傾き角
度差Ｄθが所定範囲外であるき（Ｓ２５：ＮＯ）、処理はＳ２６に進む。傾き角度差Ｄθ
の所定範囲は、濃度センサ９７の測定精度の低下を検出できるように、経験的または実験
的に予め設定される。
【００６８】
　Ｓ２６は、Ｓ１６と同じであるため、説明を省略する。
【００６９】
　Ｓ２１からＳ２６の処理が、第１の実施形態の変形例１に係る測定精度検出処理を構成
する。
【００７０】
　Ｓ２４の処理が、第１の実施形態の変形例１に係る算出部１０６の処理を構成する。
【００７１】
　Ｓ２５の処理が、第１の実施形態の変形例１に係る判定部１０７の処理を構成する。
【００７２】
　（第１の実施形態の変形例２）
　第１の実施形態の変形例１では、乖離度の一例として、傾き角度差Ｄθが算出されるが
、所定の電流値範囲Ａｐにおける検量線Ｌｓと仮想検量線Ｌｃとによって区画される領域
の面積ＤＳが算出されても構わない。
【００７３】
　図７は、本発明の第１の実施形態の変形例２に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精
度検出処理の流れを示すフローチャートである。図８は、本発明の第１の実施形態の変形
例２に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処理における面積ＤＳを説明する説
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明図である。
【００７４】
　第１の実施形態の変形例２に係る測定精度検出処理について説明をする。第１の実施形
態の変形例２の説明では、第１の実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、説明
を省略する。
【００７５】
　Ｓ３１からＳ３３の処理は、Ｓ１からＳ３、Ｓ１１からＳ１３、または、Ｓ２１からＳ
２３のいずれか１つの処理と同じで構わないため、説明を省略する。
【００７６】
　面積ＤＳを算出する（Ｓ３４）。制御部１０１は、図８に示すように、ＸＹ平面上の所
定の電流値範囲Ａｐにおける、検量線Ｌｓおよび仮想検量線Ｌｃによって区画される領域
の面積ＤＳを、所定の演算処理によって算出する。所定の電流値範囲Ａｐは、面積ＤＳを
算出するための電流値を規定する範囲として、予め設定される。
【００７７】
　面積ＤＳが所定範囲内であるか否かを判定する（Ｓ３５）。Ｓ３４によって算出された
面積ＤＳが所定範囲内であると、制御部１０１が判定するとき（Ｓ３５：ＹＥＳ）、処理
は終了する。一方、面積ＤＳが所定範囲外であると、制御部１０１が判定するとき（Ｓ３
５：ＮＯ）、処理はＳ３６に進む。面積ＤＳの所定範囲は、濃度センサ９７の測定精度の
低下を検出できるように、経験的または実験的に予め設定される。
【００７８】
　Ｓ３６は、Ｓ１６、または、Ｓ２６と同じであるため、説明を省略する。
【００７９】
　Ｓ３４の処理が、第１の実施形態の変形例２に係る算出部１０６の処理を構成する。
【００８０】
　Ｓ３５の処理が、第１の実施形態の変形例２に係る判定部１０７の処理を構成する。
【００８１】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態では、仮想検量線Ｌｃは、原液および使用前の実用液の各々の濃度を測
定して作成されるが、原液および所定のＮ回使用した実用液の各々の濃度を測定して作成
されても構わない。ここでいうＮは１以上である。
【００８２】
　図９は、本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処理
の流れを示すフローチャートである。第２の実施形態の説明では、第１の実施形態と同じ
構成については、同じ符号を付し、説明は省略する。
【００８３】
　制御部１０１は、計数部１０８を有する（図１の２点鎖線）。計数部１０８は、薬液タ
ンク９１内の薬液が再生処理に使用された回数を計数可能である。例えば、計数部１０８
は、制御部１０１が薬液ポンプ９２ａに対して送液をさせるための制御信号を出力した回
数を計数することにより、薬液タンク９１の薬液が処理槽３１に送液された回数を計数す
る。
【００８４】
　第２の実施形態に係る測定精度検出処理について説明をする。第２の実施形態の説明で
は、第１の実施形態及び変形例と同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する
。
【００８５】
　Ｓ４１の処理は、Ｓ１、Ｓ１１、Ｓ２１およびＳ３１のいずれか１つと同じで構わない
ため、説明を省略する。
【００８６】
　所定のＮ回使用された実用液の濃度を測定する（Ｓ４２）。まず、希釈液供給部９５か
ら希釈液を薬液タンク９１に供給し、検査対象物を第２濃度含む実用液を調合する。次に
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、所定のＮ回だけ実用液を処理槽３１に送液して使用する。処理槽３１への送液回数は、
計数部１０８によって計数される。続いて、制御部１０１は、所定のＮ回使用された実用
液の濃度を濃度センサ９７に測定させ、濃度センサ９７からセンサ出力値である電流値Ａ
ｃ３を取得する。
【００８７】
　仮想検量線Ｌｃの情報を作成する（Ｓ４３）。制御部１０１は、ＸＹ平面上における、
第１点Ｒ１と、第３点Ｒ３とに基づいて、仮想検量線Ｌｃを作成する。第３点Ｒ３は、Ｓ
４２におけるセンサ出力値である電流値Ａｃ３と、第３濃度とが対応付けられた測定点で
ある（図４）。
【００８８】
　第３濃度は、所定のＮ回使用された実用液の濃度である。第３濃度は、次の数式（４）
によって算出される。次の数式（４）において、Ｃ３（％）は、第３濃度であり、Ｎ（回
）は、処理槽３１への所定の送液回数であり、Ｃ２（％）は、第２濃度であり、ｘ（％）
は、所定の１回の使用による実用液の濃度低下量である。
【００８９】
　Ｃ３（％）＝Ｃ２（％）－Ｎ（回）×ｘ（％）・・・（４）
　例えば、第２濃度が０．３（％）、１回の使用による実用液の濃度低下量が０．００５
（％）、処理槽３１への送液回数が１０（回）であるとき、第３濃度は、０．２５（％）
である。
【００９０】
　Ｓ４４からＳ４６の処理は、Ｓ１４からＳ１６、Ｓ２４からＳ２６、または、Ｓ３４か
らＳ３６のいずれか１つの処理と同じで構わないため、説明は省略する。
【００９１】
　すなわち、第２の実施形態では、検量線作成部１０５は、処理槽３１に所定のＮ回（Ｎ
は、１以上）送液された薬液の濃度測定時の電流値Ａｃ３、および、第２濃度からＮ×ｘ
（ｘは、正の数）を減算した第３濃度が対応付けられた第３点Ｒ３に基づいて、仮想検量
線Ｌｃの情報を作成することができるように構成される。
【００９２】
　Ｓ４１からＳ４６の処理が、第２の実施形態に係る測定精度検出処理を構成する。
【００９３】
　Ｓ４３の処理が、第２の実施形態に係る検量線作成部１０５の処理を構成する。
【００９４】
　上述の第２の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、濃度センサ９７によって原
液および所定のＮ回使用された実用液の濃度を測定し、濃度センサ９７の測定精度の低下
を検出することができる。なお、上述の例では、第１濃度が対応付けられた第１点Ｒ１と
、第３濃度が対応付けられた第３点Ｒ３とに基づいて仮想検量線Ｌｃを作成しているが、
第２濃度が対応付けられた第２点Ｒ２と、第３濃度が対応付けられた第３点Ｒ３とに基づ
いて仮想検量線Ｌｃを作成してもよいし、第１点Ｒ１と、第２点Ｒ２、および第３点Ｒ３
に基いて仮想検量線Ｌｃを作成してもよい。
【００９５】
　（第３の実施形態）
　第１及び第２の実施形態並びに実施形態の変形例では、内視鏡リプロセッサ１では、原
液および実用液の各々の濃度が測定されるが、希釈しないで使用する実用液の濃度が測定
されても構わない。
【００９６】
　図１０は、本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１ａの構成を説明す
る図である。図１１は、本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１ａの測
定精度検出処理の流れを示すフローチャートである。
【００９７】
　第３の実施形態に係る内視鏡リプロセッサ１ａについて説明をする。第３の実施形態の
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説明では、第１及び第２の実施形態並びに実施形態の変形例と同じ構成については、同じ
符号を付し、説明を省略する。
【００９８】
　第３の実施形態では、希釈しないで使用する実用液の濃度が測定される。
【００９９】
　内視鏡リプロセッサ１ａは、検査対象液を濃度測定室である薬液タンク９１に供給する
検査対象液供給部９８を有して構成される。検査対象液供給部９８は、検査対象液である
実用液を薬液タンク９１に供給可能である。
【０１００】
　第３の実施形態に係る測定精度検出処理について説明をする。
【０１０１】
　所定のＮ回使用した検査対象液の濃度を測定する（Ｓ５１）。まず、検査対象液供給部
９８から検査対象液を薬液タンク９１に供給する。次に、所定のＮ回だけ検査対象液を処
理槽３１に送液して使用する。処理槽３１への送液回数は、計数部１０８によって計数さ
れる。続いて、制御部１０１は、濃度センサ９７に検査対象液の濃度を測定させ、濃度セ
ンサ９７からセンサ出力値である電流値を取得する。
【０１０２】
　所定のＮ＋ｍ回使用した検査対象液の濃度を測定する（Ｓ５２）。Ｓ５１において所定
のＮ回だけ検査対象液が使用された後、さらに、所定のｍ回だけ検査対象液を使用する。
制御部１０１は、濃度センサ９７に検査対象液の濃度を測定させ、濃度センサ９７からセ
ンサ出力値である電流値を取得する。ｍは１以上の数を示す。
【０１０３】
　仮想検量線Ｌｃの情報を作成する（Ｓ５３）。制御部１０１は、ＸＹ平面上における、
第４点と、第５点とに基づいて、仮想検量線Ｌｃの情報を作成する。第４点は、Ｓ５１に
おけるセンサ出力値である電流値と、第４濃度とが対応付けられた測定点である。第５点
は、Ｓ５２におけるセンサ出力値である電流値と、第５濃度とが対応付けられた測定点で
ある。
【０１０４】
　第４濃度は、次の数式（５）によって算出される。数式（５）において、Ｃ４（％）は
、第４濃度であり、Ｎ（回）は、０以上の処理槽３１への所定の送液回数であり、Ｃ０（
％）は、所定の未使用の検査対象液の濃度であり、ｙ（％）は、所定の１回の使用による
検査対象液の濃度低下量である。
【０１０５】
　Ｃ４（％）＝Ｃ０（％）－Ｎ（回）×ｙ（％）・・・（５）
　第５濃度は、次の数式（６）によって算出される。数式（６）において、Ｃ５（％）は
、第５濃度であり、ｍ（回）は、１以上の処理槽３１への所定の送液回数であり、Ｃ４（
％）は、第４濃度であり、ｙ（％）は、所定の１回の使用による検査対象液の濃度低下量
である。
【０１０６】
　Ｃ５（％）＝Ｃ４（％）－ｍ（回）×ｙ（％）・・・（６）
　すなわち、制御部１０１は、検量線作成部１０５の処理により、処理槽３１に所定のＮ
回（Ｎは、０以上）送液された検査対象液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値およ
び第４濃度に対応付けられた第４点と、処理槽３１に所定のＮ＋ｍ回（ｍは、１以上）送
液された検査対象液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値および第４濃度からｍ×ｙ
を減算した第５濃度に対応付らけれた第５点とに基づいて、仮想検量線Ｌｃを作成可能で
ある。
【０１０７】
　Ｓ５４からＳ５６の処理の処理は、Ｓ２４からＳ２６と同じであるため、説明を省略す
る。
【０１０８】
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　Ｓ５１からＳ５６の処理が、第３の実施形態に係る測定精度検出処理を構成する。
【０１０９】
　Ｓ５３の処理が、第３の実施形態に係る検量線作成部１０５の処理を構成する。
【０１１０】
　上述の第３の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１ａは、濃度センサ９７により、
所定のＮ回使用した検査対象液の濃度と、所定のＮ＋ｍ回使用した検査対象液の濃度とを
測定し、濃度センサ９７の測定精度の低下を検出することができる。
【０１１１】
　なお、第３の実施形態では、Ｎ＝０に設定することにより、使用前の検査対象液の濃度
と、所定のｍ回使用された検査対象液の濃度とを測定し、濃度センサ９７の測定精度の低
下を検出することができる。
【０１１２】
　（第３の実施形態の変形例１）
　第３の実施形態では、希釈しないで使用する実用液の濃度が測定されるが、希釈して使
用される実用液の濃度が測定されても構わない。
【０１１３】
　図１２は、本発明の第３の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定
精度検出処理の流れを示すフローチャートである。第３の実施形態の変形例１の説明では
、第３の実施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１１４】
　図１に示すように、内視鏡リプロセッサ１は、原液供給部９４および希釈液供給部９５
を有して構成される。
【０１１５】
　所定のＮ回使用した実用液の濃度を測定する（Ｓ６１）。まず、所定のＮ回だけ実用液
を処理槽３１に送液して使用する。次に、制御部１０１は、濃度センサ９７に実用液の濃
度を測定させ、濃度センサ９７からセンサ出力値である電流値を取得する。
【０１１６】
　所定のＮ＋ｍ回使用した実用液の濃度を測定する（Ｓ６２）。Ｓ６１において所定のＮ
回だけ使用された後、さらに、所定のｍ回だけ実用液を処理層３１に送液して使用する。
制御部１０１は、濃度センサ９７に実用液の濃度を測定させ、濃度センサ９７からセンサ
出力値である電流値を取得する。
【０１１７】
　Ｓ６３からＳ６６の処理は、Ｓ５３からＳ５６と同じであるため、説明は省略する。
【０１１８】
　（第４の実施形態）
　第１、第２及び第３の実施形態並びに実施形態の変形例では、検量線作成部１０５は、
２つの測定点を結んだ仮想検量線Ｌｃの情報を作成するが、３つ以上の測定点に基づいて
仮想検量線Ｌｃを作成しても構わない。
【０１１９】
　図１３は、本発明の第４の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の濃度センサ９７
および水位センサ９９の構成を説明する説明図である。図１４は、本発明の第４の実施形
態に係わる、内視鏡リプロセッサ１、１ａの測定精度検出処理における仮想検量線Ｌｃを
説明する説明図である。第４の実施形態の説明では、第１、第２及び第３の実施形態並び
に実施形態の変形例に含まれる構成は、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１２０】
　水位センサ９９は、電極等によって構成される水位検出部９９ａを複数設け、所定水位
Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４を検出できるように構成される。薬液タンク９１内に原液供給部
９４または希釈液供給部９５から希釈液が供給されると、薬液タンク９１内の水位が上昇
し、水位センサ９９は、所定水位Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４を順次検出し、検出結果を制御
部１０１に出力する。
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【０１２１】
　所定水位Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４の各々に応じた所定濃度Ｗｃ１、Ｗｃ２、Ｗｃ３、Ｗ
ｃ４は、原液投入量及び所定水位Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４における薬液の体積に基づいて
、予め算出して設定される。
【０１２２】
　例えば、所定濃度Ｗｃ１が第１濃度、所定濃度Ｗｃ２、Ｗｃ３が希釈中の濃度、所定濃
度Ｗｃ４が第２濃度であってもよい。
【０１２３】
　所定水位Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４の各々が水位センサ９９によって検出されると、制御
部１０１は、濃度センサ９７からセンサ出力値である電流値を取得する。制御部１０１は
、センサ出力値である電流値と、所定濃度Ｗｃ１、Ｗｃ２、Ｗｃ３、Ｗｃ４と、に対応付
けられた測定点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４をＸＹ平面上に配置し、最小２乗法等による所定
の演算処理を行い、仮想検量線Ｌｃの情報を作成する。
【０１２４】
　上述の第４の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、３つ以上の測定点に基づい
て仮想検量線Ｌｃの情報を作成することができ、より確実に、濃度センサ９７の測定精度
の低下を検出することができる。
【０１２５】
　なお、図１３の水位センサ９９は、４つの所定水位Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４を検出でき
るように構成されるが、４つに限定されるものではなく、５つ以上検出できるように構成
されても構わない。
【０１２６】
　なお、第４の実施形態では、３つ以上の測定点によって仮想検量線Ｌｃの情報が作成さ
れるが、３つ以上の測定点によって検量線Ｌｓの情報が作成されても構わない。
【０１２７】
　（第４の実施形態の変形例１）
　第４の実施形態では、仮想検量線Ｌｃは、水位センサ９９によって水位が検出された測
定点に基づいて作成されるが、水位０である測定点を含んで作成されても構わない。
【０１２８】
　図１５は、本発明の第４の実施形態の変形例１に係わる、内視鏡リプロセッサ１、１ａ
の測定精度検出処理における仮想検量線Ｌｃを説明する説明図である。
【０１２９】
　図１５に示すように、内視鏡リプロセッサ１、１ａでは、水位０である測定点Ｐ０と、
希釈完了時の測定点ＰＦと、所定の回数送液したときの測定点ＰＦ１、ＰＦ２とによって
仮想検量線Ｌｃが作成される。なお、第４の実施形態の変形例１では、測定点Ｐ０を含む
仮想検量線Ｌｃの情報が作成されるが、測定点Ｐ０を含む検量線Ｌｓの情報が作成されて
も構わない。
【０１３０】
　（第５の実施形態）
　第１、第２、第３及び第４の実施形態並びに実施形態の変形例では、仮想検量線Ｌｃに
基づいて、濃度センサ９７の測定精度の低下が検出されるが、第１検量点Ｐｃ１、第２検
量点Ｐｃ２に基づいて濃度センサ９７の測定精度の低下が検出されても構わない。
【０１３１】
　図１６は、本発明の第５の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処
理の流れを示すフローチャートである。図１７は、本発明の第５の実施形態に係わる、内
視鏡リプロセッサ１の測定精度検出処理における電流値差ＤＡ１、ＤＡ２を説明する説明
図である。第５の実施形態の説明では、第１、第２、第３及び第４の実施形態並びに実施
形態の変形例に含まれる構成は、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１３２】
　内視鏡リプロセッサ１は、検量点作成部１０９を有して構成される（図１の２点鎖線）
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。検量点作成部１０９は、原液の濃度測定時の電流値および第１濃度を対応付け、または
、実用液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値および第２濃度を対応付け、検量点を
作成する。
【０１３３】
　第５の実施形態に係る測定精度検出処理について説明をする。Ｓ７１およびＳ７２の処
理は、Ｓ１およびＳ２、Ｓ１１およびＳ１２、Ｓ２１およびＳ２２、または、Ｓ３１およ
びＳ３２のいずれか１つの処理と同じで構わないため、説明を省略する。
【０１３４】
　検量点を作成する（Ｓ７３）。制御部１０１は、ＸＹ平面上に、Ｓ７１におけるセンサ
出力値である電流値と、第１濃度とが対応付けられた第１検量点Ｐｃ１と、Ｓ７２におけ
るセンサ出力値である電流値と、第２濃度とが対応付けられた第２検量点Ｐｃ２とを含む
、検量点を作成する。
【０１３５】
　Ｓ７４からＳ７６の処理は、Ｓ１４からＳ１６、または、Ｓ４４からＳ４６と同じで構
わないため、説明を省略する。
【０１３６】
　Ｓ７１からＳ７６の処理が、第５の実施形態に係る測定精度検出処理を構成する。
【０１３７】
　Ｓ７３の処理が、第５の実施形態に係る検量点作成部１０９の処理を構成する。
【０１３８】
　上述の第５の実施形態によれば、内視鏡リプロセッサ１は、第１検量点Ｐｃ１、第２検
量点Ｐｃ２に基づいて、濃度センサ９７の測定精度の低下を検出することができる。
【０１３９】
　（第５の実施形態の変形例１）
　第５の実施形態では、検量点作成部１０９は、原液及び実用液の濃度測定によって検量
点を作成するが、未使用の検査対象液及び所定のＮ回使用された検査対象液の濃度測定に
よって検量点が作成されても構わない。第５の実施形態の変形例１の説明では、第５の実
施形態と同じ構成については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【０１４０】
　第５の実施形態の変形例１では、制御部１０１は、処理槽３１に送液されていない検査
対象液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値および第２濃度を対応付け、または、処
理槽３１に所定のＮ回送液された検査対象液の濃度測定時のセンサ出力値である電流値及
び第３濃度を対応付けて検量点を作成する。
【０１４１】
　なお、第５の実施形態及び第５の実施形態の変形例１では、測定点と検量点が同じであ
るが、検量線作成部１０５の処理により、２点または３点以上の複数の測定点に基づいて
仮想検量線Ｌｃを作成し、仮想検量線Ｌｃ上の所定の点を検量点としても構わない。
【０１４２】
　なお、実施形態および変形例では、内視鏡プロセッサ１におけるＳ１からＳ３の処理に
よって検量線Ｌｓの情報が作成されるが、検量線Ｌｓの情報は、内視鏡プロセッサ１によ
って作成されなくても構わない。例えば、検量線Ｌｓの情報は、予め用意された薬液をビ
ーカ等に収容し、内視鏡プロセッサ１に取り付ける前の濃度センサ９７によってビーカ等
に収容された薬液の濃度を測定して作成されても構わない。
【０１４３】
　また、検量線情報が付与された濃度センサ９７から、検量線情報を内視鏡リプロセッサ
１、１ａが読み取ることで検量線情報を検量線記憶部１０４に格納してもよい。また、検
量線情報を格納した検量線記憶部１０４が濃度センサ９７に設けられていてもよい。また
、検量線情報はクラウドからダウンロードしてもよい。
【０１４４】
　なお、実施形態および変形例では、検量線作成部１０５は、原液、希釈液、実用液を使
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のではなく、他の薬液であっても構わない。
【０１４５】
　なお、実施形態および変形例では、Ｓ１からＳ３の処理によって作成された検量線Ｌｓ
の情報が、Ｓ４の処理によって検量線記憶部１０４に記憶されるが、例えば、同種類の濃
度センサ９７の検量線を既に作成している場合等、濃度センサ９７の検量線Ｌｓと同じ検
量線が既に作成されているときには、Ｓ１からＳ３の処理を省略し、Ｓ４の処理によって
検量線Ｌｓの情報を検量線記憶部１０４に記憶させても構わない。
【０１４６】
　なお、実施形態では、検量線作成部１０５、算出部１０６、判定部１０７、計数部１０
８及び検量点作成部１０９は、制御部１０１と一体に構成されるが、制御部１０１とは別
体として構成されても構わない。
【０１４７】
　本明細書における各「部」は、実施形態の各機能に対応する概念的なもので、必ずしも
特定のハードウェアやソフトウェア・ルーチンに１対１には対応しない。したがって、本
明細書では、実施形態の各機能を有する仮想的回路ブロック（部）を想定して実施形態を
説明した。また、本実施形態における各手順の各ステップは、その性質に反しない限り、
実行順序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい
。さらに、本実施形態における各手順の各ステップの全てあるいは一部をハードウェアに
より実現してもよい。
【０１４８】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【０１４９】
　本発明によれば、濃度センサを備え、濃度センサの不具合を検出可能である内視鏡リプ
ロセッサを提供することができる。
【０１５０】
　本出願は、２０１６年７月２９日に日本国に出願された特願２０１６－１５０３１３号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲に引用されるものとする。
【要約】
　内視鏡リプロセッサ１は、濃度測定室９１と、原液供給部９４と、希釈液供給部９５と
、濃度センサ９７を保持する保持部９６と、検量線記憶部１０４と、原液の濃度測定時の
センサ出力値および第１濃度を対応付けた第１点Ｒ１と、希釈後の実用液の濃度測定時の
センサ出力値および第２濃度を対応付けた第２点Ｒ２と、に基づいて、仮想検量線Ｌｃの
情報を作成する検量線作成部と、検量線Ｌｓと仮想検量線Ｌｃとの乖離度を算出する算出
部１０６と、乖離度から仮想検量線の有効／無効を判定する判定部１０７と、を含む。
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